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Lithorium MicroTech, ileri teknoloji araştırma ve üretim
ekipmanlarının yüksek mühendislik kalitesi ve erişilebilir
maliyetlerle geliştirilmesi yaklaşımıyla 2017 yılında kurulmuştur. 
2018 yılından bu yana Ar-Ge, ürün geliştirme ve mühendislik
faaliyetleri Teknopark Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
bünyesinde sürdürülmektedir.

Fotolitografi ve mikrofabrikasyon alanlarında; Mask Aligner 
litografi sistemleri, Spin Coater kaplama sistemleri, test ve
karakterizasyon sistemleri ile uygulamaya özel mühendislik
çözümleri geliştirilmekte ve üretilmektedir. Mekanik, elektronik, 
optik, kontrol ve gömülü yazılım disiplinlerinin bütünleşik olarak
ele alınmasıyla, standart ürünlerin yanı sıra müşteri ihtiyaçlarına
özel sistem çözümleri de sunulmaktadır.

Kuruluşundan bu yana çeşitli ulusal Ar-Ge projeleri başarıyla
tamamlanmış; geliştirilen sistemler Türkiye’deki üniversiteler, 
araştırma merkezleri ve savunma sanayii kuruluşlarının
kullanımına sunulmuştur.

Lithorium MicroTech’in temel hedefi; mikro ve yarı iletken
teknolojilerinde kullanılan kritik ekipmanlarda güvenilir, yüksek
kaliteli ve sürdürülebilir bir alternatif oluşturarak ileri
teknolojilerin daha erişilebilir hale getirilmesine katkı
sağlamaktır.
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LİMA-04-06

LITHORIUM MASK ALIGNER 

LİTOGRAFİ SİSTEMLERİ
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LITHORIUM MASK 

ALIGNER

LIMA-04  litografi sistemi, yarıiletken 

aygıt üretimi için desenleme-litografi 

ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 

tasarlanmış ve üretilmiştir. 

Uluslararası platformlarda kullanılan 

cihaz ve ekipmanların çıktıları göz 

önünde bulundurularak yapılan özgün 

tasarım ile kullanıcı dostu olması ve 

düşük altyapı maliyeti gerektirmesiyle 

birlikte litografi kalitesi üst düzeyde 

tutmaktadır.

Lima-04 standart litografi uygulamalarına 

göre 4 inç wafer-alttaş boyutundan 

10x10mm’lik parça örnek hizalama 

desenlemesine uygun olarak  tasarlanıp 

üretilmiştir. 

GENEL ÖZELLİKLER

- Mikroskop ve Kamera ile 

hizalama seçenekleri 

- Özel tasarlanmış homojen 
aydınlatma optik sistemi

- Joystick kullanımıyla yarı 

otomatik motorize hizalama

- 10mmx10mm örnek 

boyutundan 4 inç wafer’a 
kadar litografi işlemi

- Elektromekanik WEC sistemi

- Yumuşak sert kırılgan özellikli 

tüm alt taşlara uygundur

Lithorium MicroTech ürün görselleri  ve speklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

LITHORIUM MASK ALIGNER
LIMA-04 yarı otomatik fotolitografi sistemi

LITHORIUM MICROT ECH 4

LIMA-04

LIMA-04 litografi sistemi, yarıiletken aygıt üretimi için
de senleme-litografi ihtiyaçları göz önünde
bulundurulara k tasarlanmış ve üretilmiştir.

Uluslararası platformlarda kullanılan cihaz ve
ekipmanların çıktıları göz önünde bulundurulara k
yapıla n özgün tasarım ile kullanıcı dostu olması ve
düşük altyapı maliyeti gere ktirmesiyle birlikte litografi
kalitesi üst düzeyde tutma ktadır.

Lima-04 standart litografi uygulamala rına göre 4 inç
wafer-alttaş boyutundan 10x10mm’lik pa rça örnek
hizalama de senlemesine uygun olarak tasarlanıp
üretilmiştir.

GENEL ÖZELLİKLER

• Mikroskop ve Kamera ile 
hizalama seçenekleri

• Özel tasarlanmış homojen 
aydınlatma optik sistemi

• Joystick kullanımıyla yarı 
otomatik motorize hizalama

• 10mmx10mm örnek
boyutundan 4 inç wafer’a
kadar litografi işlemi

• Elektromekanik WEC sistemi

• Yumuşak sert kırılgan özellikli 
tüm alt taşlara uygundur

4 İNÇ
WAFER

10×10 
mm

MİN. ÖRNEK

Lit horium MicroTech ürün görselleri ve speklerde değişiklik yapma hakkını saklı t utar.
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LITHORIUM MASK 

ALIGNER

LIMA-06  litografi sistemi, 6 inch 

endüstriyel yarı otomatik fotolitografi 

sistemidir. 

Akademik ve endüstriyel alanlarda 

kullanılan cihaz ve yöntemler dikkate 

alınarak geliştirilmiştir. Yapılan Ar-Ge 

çalışmaları ile birlikte litografi kalitesi üst 

düzeyde tutmaktadır.

Lima-06 standart litografi uygulamalarına 

göre 6inç wafer-alttaş boyutundan 

10x10mm’lik parça örnek hizalama 

desenlemesine uygun olarak  tasarlanıp 

üretilmiştir. 

GENEL ÖZELLİKLER

- Çift taraflı bağımsız hareket 

edebilen hizalama 
mikroskopları. 

- Özel tasarlanmış homojen 

aydınlatma optik sistemi

- Joystick ve Dokunmatik ekran 
kullanımıyla yarı otomatik 

motorize hizalama

- 10mmx10mm örnek 

boyutundan 6inç wafer’a 
kadar litografi işlemi

- Pnömatik WEC sistemi

- Yumuşak sert kırılgan özellikli 

tüm alt taşlara uygundur

Lithorium MicroTech ürün görselleri  ve speklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

LITHORIUM MASK ALIGNER
LIMA-06 yarı otomatik fotolitografi sistemi

LITHORIUM MICROT ECH 5

LIMA-06

LIMA-06 litogra fi sistemi, 6 inch endüstriyel yarı 
otomatik fotolitografi sistemidir.

Akademik ve  endüstriyel alanlarda kullanılan cihaz ve 
yöntemler dikkate alınarak geliştirilmiştir. Yapılan Ar -
Ge çalışmaları ile birlikte litografi kalitesi üst düzeyde 
tutma ktadır.

Lima-06 standart litografi uygulamalarına göre 6inç 
wafer-alttaş boyutundan 10x10mm’lik parça örne k 
hizalama desenlemesine uygun olarak tasarlanıp 
üretilmiştir.

GENEL ÖZELLİKLER

• Çift taraflı bağımsız hareket 
edebilen hizalama 
mikroskopları.

• Özel tasarlanmış homojen 
aydınlatma optik sistemi

• Joystick ve Dokunmatik ekran 
kullanımıyla yarı otomatik 
motorize hizalama

• 10mmx10mm örnek 
boyutundan 6inç wafer’a kadar 
litografi işlemi

• Pnömatik WEC sistemi

• Yumuşak sert kırılgan özellikli 
tüm alt taşlara uygundur

6 İNÇ
WAFER

10×10 
mm

MİN. ÖRNEK

Lit horium MicroTech ürün görselleri ve speklerde değişiklik yapma hakkını saklı t utar.
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POZLAMA

• LİMA-04 ihtiyaçlara göre çeşitli 

pozlama seçenekleri ile 
çalışabilir. 

• Yumuşak- sert ve uzak 
mesafeli kontak modları ile 

ihtiyaç olunan çözünürlükte 
desenleme yapılmasına olanak 
sağlar.

• Lima-04 4eski Hg lambalar 

yerine daha kompakt yapıya 
sahip UV-LED teknolojini 
kullanır.

• Pozlama optikleriyle 
120mmx120mm alan içerisinde 
<%3 homojenite gösterir. 

Ayrıntılı teknik bilgi için iletişime geçiniz.

Exposure 

Mode
UV400 UV300

Hard 

Contact
<2um <1um

Soft 

Contact
<3um <2um

Proximity 

(25um)
<5um <4um

LIMA-04 POZLAMA SİSTEMİ
Kompakt UV-LED aydınlatma ve kontrollü kontak modları

LITHORIUM MICROT ECH 6

POZLAMA HOMOJENLİĞİ

120 × 120 mm alanda < %3

UV-LED aydınlatma, eski tip Hg lambalara göre 
daha kompakt bir optik yapı sağlar.

KONTAK MODLARI

Hard  /  Soft  /  Vacuum  /  Proximity

POZLAMA MOD U UV400 UV300

Hard Contact < 2 µm < 1 µm

Soft Contact < 3 µm < 2 µm

Proximity 25 µm < 5 µm < 4 µm

İhtiyaca göre kontak modu ve UV dalga  boyu seçilerek hedef çözünürlük sağlanır.
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POZLAMA

• LİMA-06 ihtiyaçlara göre çeşitli 

pozlama seçenekleri ile 
çalışabilir. 

• Sorf-Hard-Vacuum  ve uzak 
mesafeli kontak modları ile 

ihtiyaç olunan çözünürlükte 
desenleme yapılmasına olanak 
sağlar.

• Lima-06 eski Hg lambalar 

yerine daha kompakt yapıya 
sahip UV-LED teknolojini 
kullanır.

• Pozlama optikleriyle 
160mmx160mm alan içerisinde 
<%3 homojenite gösterir. 

Lithorium MicroTech ürün görselleri  ve speklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Exposure 

Mode
UV400 UV300

Hard 

Contact
<2um <1um

Soft 

Contact
<3um <2um

Proximity 

(25um)
<5um <4um

LIMA-06 POZLAMA SİSTEMİ
Geniş pozlama alanı ve homojen UV-LED optik mimarisi

LITHORIUM MICROT ECH 7

160 × 160 mm
POZLAMA ALANI

< %3
HOMOJENLİK

UV300 / UV400
DALGA BOYU SEÇENEKLERİ

POZLAMA MODU UV400 UV300

Hard Contact < 2 µm < 1 µm

Soft C ontact < 3 µm < 2 µm

Proximity 25 µm < 5 µm < 4 µm

Hard, Soft, Vacuum ve Proximity modları  ile geniş alanda kontrollü ve tekrarlanabilir 
pozlam a



Sensitivity: Internal

LİTOGRAFİ SONUÇLARI
Farklı geometrilerde mikrodesen ve kritik boyut örnekleri

LITHORIUM MICROT ECH 8

Mikrodesenler • Hizalama yapıları • Kritik boyut doğrulaması
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UYGULAMALAR

• MEMS

• LED, LAZER

• FOTODETEKTÖR

• TRANSİTÖR

• ELEKTRONİK AYGITLAR

• KAMERA vb..

• MİKROBİYOLOJİ

• MİKRO AKIŞKAN  KANALLAR

• LAB ON A CHIP UYGULAMALARI

UYGULAMALAR
Spin coating ve fotolitografinin mikroüretimdeki rolü

01 İNCE FİLM KAPLAMA

Photoresist, polimer, 
sol-jel ve fonksiyonel 
malzemeler wafer 
veya farklı yüze ylere 
kontrollü biçimde 
kaplanır.

02 HİZALI UV DESENLEME

Maskedeki 
geometriler UV 
pozlama  ile 
kaplanmış yüzeye 
aktarılır. Çok katmanlı 
yapıla rda hizalama 
sağlar.

NERELERDE KULLANILIR?

MEMS V E SENSÖRLER MİKROAKIŞKAN
LAB-ON-A-CHIP

YARI İLETKEN
VE FOTONİK

LED ve lazerler Fotodedektörler Mikrooptik Elektronik aygıtlar

Spin coating homojen ince filmi oluşturur. Mask aligner, tasarlanan 
mikrodeseni bu film üzerine taşır.

LITHORIUM MICROT ECH 8
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L_Spin04-06

LITHORIUM SPIN COATER
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SPIN COATER- L_SPIN04/06

L-Spin serisi spin coater’lar, düz örnekler üzerinde homojen ve kontrollü ince

filmler oluşturmak üzere tasarlanmış hassas sistemlerdir. Kaplama malzemesi
örnek yüzeyine az miktarda uygulanır ve 10.000 rpm’e kadar hızlarda

döndürülerek yüzeye eşit şekilde yayılır. Film istenilen kalınlığa ulaşana kadar
döndürme işlemi devam eder ve dönüş hızı sürekli izlenip ayarlandığı için

kaplamalar her seferinde tutarlı ve yüksek kalitede gerçekleşir.

LSpin-04
• İnce film hazırlamak için ideal çözüm.

• 5 mm × 5 mm örnek boyutundan farklı şekillerde vakumlu tutucular
• Fotoresist, polimer, Sol-gel ve benzeri malzemeleri homojen kaplama imkânı

LSpin-06
• Daha büyük örnekler ve özel kaplamalar için geliştirilmiş model
• Gelişmiş  vakumlu tutucular  ve optimize edilmiş hız kontrolü

• Yüksek doğruluk ve homojen kaplamalar.

GENEL ÖZELLİKLER

• Dönüş hızı: 200-12000 rpm

• Vakumlu örnek tutucular:

• Programlanabilir 10 adımdan oluşan 
20 reçete kaydetme olanağı

• Bütün fonksiyonların 5 inch 

dokunmatik ekran ile kolay control

• Çıkartılıp yıkanabilir yüksek kimyasal 

dayanımlı PE/PTFE kaplama odası

Lithorium MicroTech ürün görselleri  ve speklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

LSPIN-04 / LSPIN-06
Kompakt, programlanabilir spin coating sistemleri

LITHORIUM MICROT ECH 11

LSPIN serisi; düz numunelerde homoje n ve kontrollü ince film kaplama  için geliştirilmiştir. Servo 
kontrollü sürekli izlenen dönüş hızı, malzemenin yüzeye eşit  ya yılmasıyla ,  %98 e va ran 
homojenite ile kapla nmasını  sağlar.  

LSPIN-04
Kompakt numuneler ve günlük 

laboratuvar kullanımı için ideal çözüm

5 mm × 5 mm’den başlayan num uneler

LSPIN-06
Daha büyük numuneler ve özel 

kaplama uygulamaları için 
genişletilmiş platform

150 mm’y e kadar standart chuck

200–12.000
RPM

1 RPM
HIZ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

20
KAYITLI REÇETE

5 İNÇ
DOKUNMATİK EKRAN

Fotorezist, polimer, sol-gel ve benzeri malzemelerde homojen kaplama
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TEKNİK VERİLER

Özellikler

Örnek Boyutu L-Spin04:

Φ10-Φ100mm (Standart Chuck)

Örnek Boyutu L-Spin06:
Φ10-Φ150mm(Standart Chuck)

Hız aralığı : 200-12000RPM

Hız Çözünürlüğü: 1RPM

Kontrol :

Sistem Arayüzü: 5 inch 

Dokunmatik Ekran
İletişim Arayüzü: USB (standard) 

Stylus Dokunmatik

Çalışma Modları

Hızlı Çalıştırma: Tek adımlı 

hızlanma/Kaplama ve

Kaplama Hızı girişi
Program Modu: 10 adımlı 

programlanabilir ve

kaydedilebilir 20 reçete

Elektrik/ Güç
Sistem girişi : AC100-250V /200W 

Byoutlar:

50mm (W) X 300mm (D) X 275mm (H)

Cihaz Ağırlığı: 15kg (L-Spin06) /8kg(L-Spin04)

Kullanım Koşulları:

Ortam Sıcaklığı: 0-40°C

Ortam Nem : < 60%

Teknik Destek

Garanti : 2 yıl

KONTROL VE KAPLAMA PERFORMANSI
Reçete yönetimi, proses kontrolü ve homojenlik doğrulaması

LITHORIUM MICROT ECH 12

HOMOJEN KAPLAMA

Farklı malzemelerde yüz ey boyunca 
doğrula nmış kaplama dağılımı

HIZLI BAŞLATMA • REÇETE DÜZENLEME

PROSES

10 adımlı program
20 kaydedilebilir reçete
Stilus destekli kontrol

NUMUNE

LSPIN-04: Ø10–100 m m
LSPIN-06: Ø10–150 m m
Standart chuck

SİSTEM

AC 100–250 V  / 200 W
USB iletişim
2 yıl garanti

Boy ut: 50 × 300 × 275 mm   •   Ağırlık: LSPIN-06 15 kg / LSPI N-04 8 kg   •   Ortam: 0–40 °C, <%60 nem
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KARAKTERİZASYON VE 

TEST SİSTEMLERİ

OTOMATİK DISPENSER
LSPIN sistemleri için kontrollü ve tekrarlanabilir sıvı besleme

LITHORIUM MICROT ECH 13

ÇİFT KANAL

Bağımsız kanal kontrolü

ENJEKSİYON / GERİ ÇEKME

Dinamik veya statik kaplama 
senaryolarına uyum

LIMIT SWITCH

Güvenli hareket sınırlandırması

AKIŞ VE ŞIRINGA ARALIĞI

0,5 µL – 60 mL
Şırınga hacmi

0,6 µL/saat
Minimum akış*

4,2 mL/s
Maksimum akış*

*Akış değerleri kullanılan şırınga hacmine bağlıdır.

LSPIN ENTEGRASYONU

Statik veya dinamik kaplama 
senaryolarına uygun, reçete ile 
birlikte yönetile bilen hassas 
dozajlama.

LSPIN-04  •  LSPIN-06
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Lithorium MicroTech tarafından, farklı yarı iletken aygıtların 

karakterizasyon ihtiyaçlarına yönelik uygulamaya özel test ve ölçüm 

sistemleri geliştirilmektedir. Ölçüm gereksinimleri doğrultusunda uygun 

cihaz, sensör, test altyapısı ve otomasyon mimarisi belirlenerek sistem 

bütünlüğü içerisinde bir araya getirilmektedir.

Özellikle Ar-Ge süreçlerinde edinilen aygıt karakterizasyonu ve veri analizi 

deneyimi doğrultusunda; LabVIEW tabanlı ölçüm, veri toplama, otomasyon 

ve raporlama sistemleri uygulamaya özel olarak tasarlanmakta ve entegre 

edilmektedir.

Bu sistemler sayesinde ölçüm süreçlerinin tekrarlanabilir, izlenebilir ve 

güvenilir şekilde yürütülmesi; elde edilen verilerin düzenli olarak 

kaydedilmesi, analiz edilmesi ve raporlanması sağlanmaktadır.

• Pulsed IV Gate-Lag ölçüm sistemi

• Fotodetektör karakterizasyon ve raporlama sistemi

• IV-CV ölçüm sistemleri

• Probe station

PULSED IV GATE-LAG ÖLÇÜM SİSTEMİ

Geniş bant aralıklı AlGaN / GaN yüksek hareketli elektron taşıyıcı transistörlerinin 

(HEMT) trap etkisini karakterize etmek için tasarlanmış darbeli IV ölçüm sistemi.

TEST VE KARAKTERİZASYON SİSTEMLERİ

Uygulamaya özel ölçüm, otomasyon ve raporlama altyapıları

Yarı iletken aygıtların Ar-Ge, 
doğrulama ve seri test 
ihtiyaçları için ölçüm 
cihazlarını, fikstürleri, mekanik 
ve termal altyapıyı tek sistem 
mimarisinde 
birleştiriyoruz.Özel tasarım 
ölçüm sistemlerinde askeri 
standartlarda istenilen 
konfigrasyona özel çözümler 

SİSTEM YAKLAŞIMI

ÖLÇ ÜM I-V, C-V ve darbeli ölçüm

OTOMASYON
Senaryo yönetimi ve seri 
testTERMAL Klimatik kabin ve Thermal 

Chuck

RAPORLAMA Aygıt bazlı veri ve sonuç 
kaydı

ELEKTRİKSEL OPTİK DARBE TERMAL OTOMASYON RAPORLAMA

Ölçüm altyapısı, test senaryosuna ve aygıta göre ölçeklenir.

LITHORIUM MICROT ECH 14

VAKUM CHUCK VE NUMUNE ADAPTASYONU

Farklı boyut, malzeme ve geometriler için değiştirilebilir tutma çözümleri

LITHORIUM MICROT ECH 14

5–150 mm
NU MU NE ARALIĞI

AL • PP • PTFE
MALZEME SEÇENEKLERİ

ÖZEL
GEOMETRİ VE TUTUCU

TEK PLATFORM, FARKLI 
NUMUNELER

Değiştirilebilir chuck mimarisi; farklı çap, 
form ve yüzey özelliklerine sahip 
numunelerin aynı LSPIN altyapısında 
işlenmesini sağlar.
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FOTODEDEKTÖR KARAKTERİZASYON VE RAPORLAMA SİSTEMİ

Fotodetektör karakterizasyon sistemi seri üretim fotodetektörlerin klimatik kabin 

içerisinde askeri standartlara uygun olarak test ve karakterizasyonlarını gerçekleştirip 

ürün sonnu aygıt başına rapor hazırlamaktadır.

50 adet aygıt kapasitesine sahip Özel gereksinimlere göre dizayn edilmiş sistem için 

geniş aralıklarda ve yüksek hassasiyette test ve analiz sağlar.

IV-CV ÖLÇÜM SİSTEMLERİ

IV-CV ölçümleri standart spektlere sahip sistemlerden ziyade, karakterize edilecek aygıt 

ya da komponent için özel olarak cihaz ve ekipman seçimi yapılarak Labview tabanlı 

kontrol ve veri toplama yazılımı ile birlikte üretilir.

Bunun yanı sıra belirleyeceğiniz aralık ve hassasiyetlerde, geniş yelpazede 

kullanabileceğiniz sistemler de tasarlayıp üretebilmekteyiz.

FOTODEDEKTÖR KARAKTERİZASYON
Klimatik kabinde tam otomatik seri test ve raporlama

Tek sistemde askerî standartlarda test

I-V C-V PULSED I-V CROSSTALK

−54 °C / +71 °C
KLİMATİK KABİNDE ÇALIŞMA

50 AYGIT
GEN2 S ERİ TEST KAPASİTESİ

10.000+
GEN1 İ LE DEDEKTÖR TESTİ

+200 V’a kadar   |   ~1 pA çözünürlük   |   1 ns lazer darbesi

LITHORIUM MICROT ECH 15

LITHORIUM

TEST VE KARAKTERİZASYON

Elektriksel, optik ve termal ölçüm sistemleri

15
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OTOMATİK ÖLÇÜM VE RAPORLAMA
Tek bağlantıyla tekrarlanabilir test akışı

Sistem; ölçüm cihazlarını, prob temasını, klimatik koşullandırmayı ve 
aygıt bazlı veri kaydını ortak bir test senaryosunda yönetir.

01 TEST SENARYOSU

Gerilim, akım, sıcaklık ve 
zamanlama parametreleri

02 OTOMATİK ÖLÇÜM

Karanlık ve ışık altındaki statik 
veya dinamik ölçümler

03 VERİ VE RAPOR

Aygıt bazlı kayıt, analiz ve 
otomatik raporlama

Dark / Photo I-V C-V Pulsed I-V Crosstalk

Tekrarlanabilir ölçüm akışı, seri aygıt karşılaştırmasını ve sonuçların 
izlenebilirliğini kolaylaştırır.

LITHORIUM MICROT ECH 16

GEN2 FOTODEDEKTÖR KARAKTERİZASYON

Klimatik kabinde tam otomatik seri test ve raporlama

LITHORIUM MICROT ECH 16

Tek sistemde askerî standartlarda tam otomatik 
karakterizasyon

I-V
Kar anlık / ışık

C-V
Kap asiti f an aliz

PULSED I-V
Dinamik tep ki

CROSSTALK
Kan allar arası  etkileşim

−54 °C / +71 °C
KLİMATİK KABİN

50 AYGIT
GEN2 S ERİ TEST

10.000+
GEN1 İLE DEDEKTÖR TESTİ

+200 V’a kadar   |   ~1 pA çözünürlük   |   1 ns lazer darbesi

Test senaryosu, cihaz kontrolü, veri kaydı ve aygıt bazlı raporlama tek otomasyon altyapısında 
yürütülür.
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THERMAL CHUCK
Probe istasyonları için homojen ve kontrollü termal platform

Oda sıcaklığından 120 °C’ye kadar çalışma

120 °C
SICAKLIK

< %1
TERMAL HOMOJENİTE

6 İNÇ
VAKU MLU  TUTMA

UYUMLU
MEKANİK MONTAJ

Farklı probe istasyonlarına uygun mekanik montaj ve 6 inç’e kadar 
vakumlu örnek tutma

LITHORIUM MICROT ECH 17

THERMAL CHUCK
Probe istasyonları için homojen ve kontrollü termal platform

LITHORIUM MICROT ECH 17

Oda sıcaklığından 120 °C’ye kadar çalışma

120 °C
SICAKLIK

< %1
TERMAL HOMOJENİTE

6 İNÇ
VAKUMLU TUTMA

UYUMLU
MEKANİK MONTAJ

Farklı probe istasyonlarına uygun mekanik montaj ve 6 inç’e kadar 
vakumlu örnek tutma
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OPTOMEKANİK

SİSTEMLER

MEKANİK SİSTEMLER

LITHORIUM

OPTOMEKANİK SİSTEMLER

Özel mekanik tasarım ve hassas konumlandırma

18
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OPTOMEKANİK

Optomekanik sistemler optik tablalar, 
mikromanupilatörler ve lens 

tutucuların birbirine mekanikleri 
bağlantı aparatları kullanarak 
montajlamanıza ve hassas şekilde 

optik düzenekler ve mikro hizalama 
sistemleri kurmanızı sağlar. Standart 
ürünlerin yanında ihtiyacınıza özel 
sistemler içinde çözümler sunuyoruz.

HAREKETLİ TABLALAR

25 mm TRAVEL: 25 mm’lik bir hareket menziline sahip bu ürün hassas makaralı 
rulmanlarla hareket etmekte ve bir ürün üzerinde yandan ve dik bir şekilde 

mikrometre bağlantısına sahiptir.

50 mm TRAVEL: 50 mm’lik bir hareket menziline sahip bu ürün hassas makaralı 
rulmanlarla hareket etmekte ve bir ürün üzerinde yandan ve dik bir şekilde 

mikrometre bağlantısına sahiptir.
- Manuel Hareketli Tablalar
- Döner Tablalar

Lithorium MicroTech ürün görselleri  ve speklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
19

OPTİK MODÜLLER VE MOTORİZE STAGE
Uygulamaya özel optomekanik entegrasyon ve kontrollü konumlandırma

LITHORIUM MICROT ECH 19

OPTİK SİSTEM MODÜLLERİ

Optik, mekanik ve numune tutma bileşenlerinin uygulamaya özel tek bir modülde 
bütünleştirilmesi

MOTORİZE STAGE

Çok eksenli kontrollü 
konumlandırma, tekrarlanabilir 
hareket ve test/ölçüm 
sistemlerine entegrasyon.

MODÜLER  •  ENTEGRE  •  UYGULAMAYA ÖZEL
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Lithorium Mikroteknolojiler Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ 
Teknopark Ankara TGB Geliştirme Bölgesi

2224. Cad No:1 B Blok 1. Kat No:119 Yenimahalle/Ankara

İletişim
Mail: contact@lithoriumtech.com

Web: www.lithoriummt.com
Tel: +90 505 174 0610

http://www.lithoriumtech.com/
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